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기술명

광소자 회전형 분광타원계측기 및 광소자 회전형 분광타원계측기의 측정 정밀도 예측 방법, 
이를 구현하기 위한 프로그램이 저장된 기록매체 및 이를 구현하기 위해 매체에 저장된 컴퓨터프로그램

l 특 허 번 호 : 10-2014-0180875 l 보 유 기 관 : 한국표준과학연구원

l 패밀리정보 : US9581498B2

l 패키징특허 : 없음

 기술개요

Ÿ 시편에 대한 타원계측 매개변수들의 표준편차에 대한 이론식을 근거로 광소자 회전형 분광 타원계측기의 측정 
정밀도를 계산할 수 있는 기술

Ÿ 활용처 : 반도체 소자 / 평판 디스플레이 / 나노바이오 / 박막광학 등에 관련된 산업분야 

기존 한계점 기술 차별점

Ÿ 반도체 소자의 박막 두께는 점점 작아져서 원자 층 
수준에 도달하였고, 나노 패턴의 형상은 기존의 이차원 
구조에서 삼차원 구조로 더욱 복잡해지고 있음

Ÿ 광소자-회전형 분광 타원계측기가 계속 사용되기 
위해서는 측정 불확도가 지속적으로 향상되어야 함

Ÿ 다양한 종류의 다채널 RE-SE에 적용 가능

Ÿ 시편에 대한 타원계측 매개변수들의 표준편차에 대한 
이론식을 적용이 가능함

Ÿ 측정 한계를 결정할 수 있는 광소자 회전형 분광타원 
계측기를 제공할 수 있음

세 부 내 용 대표 이미지

Ÿ 광소자 회전형 분광타원계측기 및 광소자 회전형 
분광타원계측기의 측정 정밀도 예측 할 수 있음

Ÿ 광세기(irradiance)의 파형을 기술하는 푸리에 계수들 
간의 공분산(covariance) 식을 얻을 수 있음

Ÿ 측정 정밀도 평가 함수를 이용하여, 임의의 시편에 
대한 광소자 회전형 분광타원계측기의 최적의 
측정조건을 찾을 수 있음
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